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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生ごみを用いてメタンガスを製造するシステムであって、
　生ごみを貯留する第１の貯留槽と、
　前記生ごみよりも窒素含有度の低い有機性廃棄物を貯留する第２の貯留槽と、
　前記生ごみの投入量を制御する第１の制御弁を介して前記第１の貯留槽に接続される第
１の粉砕機と、
　前記有機性廃棄物の投入量を制御する第２の制御弁を介して前記第２の貯留槽に接続さ
れる第２の粉砕機と、
　前記第１の粉砕機から導入される第１の粉砕体と前記第２の粉砕機から導入される第２
の粉砕体を混合する混合機と、
　前記混合機から前記第１の粉砕体と前記第２の粉砕体の混合物が投入されるメタン発酵
槽と、
　前記メタン発酵槽内のアンモニウムイオン濃度を測定する第１の測定器と、
　前記メタン発酵槽内の水素イオン濃度を測定するための第２の測定器と、
　前記第１の制御弁と前記第１の制御弁を間欠的に開閉制御する制御装置と、
を含み、
　前記制御装置は、
　前記第１の測定器が測定したアンモニウムイオン濃度と前記第２の測定器が測定した水
素イオン濃度から、前記メタン発酵槽内の遊離アンモニア濃度を算出し、
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算出した遊離アンモニア濃度が１５０ｍｇ－Ｎ／Ｌを上限とする範囲に維持されるように
、前記第１の制御弁および前記第２の制御弁の少なくとも一方の開放量をフィードバック
制御する、
メタンガス製造システム。
【請求項２】
　都市ごみを処理するシステムであって、
　都市ごみとして回収される生ごみを貯留する第１の貯留槽と、
　都市ごみとして回収され、前記生ごみよりも窒素含有度の低い有機性廃棄物を貯留する
第２の貯留槽と、
　前記生ごみの投入量を制御する第１の制御弁を介して前記第１の貯留槽に接続される第
１の粉砕機と、
　前記有機性廃棄物の投入量を制御する第２の制御弁を介して前記第２の貯留槽に接続さ
れる第２の粉砕機と、
　前記第１の粉砕機から導入される第１の粉砕体と前記第２の粉砕機から導入される第２
の粉砕体を混合する混合機と、
　前記混合機から前記第１の粉砕体と前記第２の粉砕体の混合物が投入されるメタン発酵
槽と、
　前記メタン発酵槽内のアンモニウムイオン濃度を測定する第１の測定器と、
　前記メタン発酵槽内の水素イオン濃度を測定するための第２の測定器と、
　前記第１の制御弁と前記第１の制御弁を間欠的に開閉制御する制御装置と、
を含み、
　前記制御装置は、
　前記第１の測定器が測定したアンモニウムイオン濃度と前記第２の測定器が測定した水
素イオン濃度から、前記メタン発酵槽内の遊離アンモニア濃度を算出し、算出した遊離ア
ンモニア濃度が１５０ｍｇ－Ｎ／Ｌを上限とする範囲に維持されるように、前記第１の制
御弁および前記第２の制御弁の少なくとも一方の開放量をフィードバック制御する、
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メタンガスの製造方法に関し、より詳細には、生ごみを利用してメタンガス
を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、食品製造業から排出される食品廃棄物の再生利用率は、堆肥や飼料として再利用
する体制が整備されたことによって９０％を優に超えるに至っている。一方で、現在、外
食産業から排出される食品廃棄物の発生量が年間平均２２０万トンを超えているのに対し
、その再生利用率はわずか２０％に留まっている。これは、外食産業から排出される食品
廃棄物は、腐敗物やプラスチックなどの異物が混入していることが多く、堆肥や飼料とし
て再利用することが難しいからであり、現状では、外食産業から排出される食品廃棄物の
大半が焼却埋立処分されている。
【０００３】
　一方で、近年、有機性廃棄物（バイオマス）をメタン発酵の基質として利用することに
よりメタンガスを生成するバイオガス化の技術について種々検討がなされている（例えば
、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３４７２４７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであり、生ごみを利用してメタンガスを
製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、生ごみを利用してメタンガスを製造する方法につき鋭意検討した結果、以
下の構成に想到し、本発明に至ったのである。
【０００７】
　すなわち、本発明によれば、生ごみを用いてメタンガスを製造する方法であって、メタ
ン発酵槽に対して、生ごみと有機性廃棄物を連続的に投入する過程において、該メタン発
酵槽内の遊離アンモニア濃度を、アンモニウムイオン濃度および水素イオン濃度から算出
し、該遊離アンモニア濃度が１５０ｍｇ－Ｎ／Ｌを上限とする範囲に維持されるように、
生ごみおよび前記生ごみよりも窒素含有度の低い有機性廃棄物の少なくとも一方の投入量
制御弁を制御することを特徴とする、
メタンガスの製造方法が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　上述したように、本発明によれば、生ごみを利用してメタンガスを製造する方法が提供
される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態のメタンガス製造装置のシステム構成図。
【図２】試験期間におけるメタンガス量の積算値と有機物負荷量の積算値の推移を示すグ
ラフ。
【図３】試験期間における揮発性脂肪酸濃度と遊離アンモニア濃度の推移を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態をもって説明するが、本発明は、図面に示した
実施の形態に限定されるものではない。
【００１１】
　本発明は、生ごみを利用してメタンガスを製造する方法およびシステムを提供する。本
発明において、生ごみとは、食材残渣を含む廃棄物を意味し、外食産業から排出される食
品廃棄物の他、一般家庭や宿泊施設から排出される生ごみや食品製造業から排出される食
品廃材を含む概念である。
【００１２】
　本発明では、生ごみのメタン発酵処理によりメタンガスを製造する。以下では、メタン
発酵の概要を説明しながら、本発明の実施形態であるメタンガスの製造方法（以下、本方
法という）の特徴について述べる。
【００１３】
　メタン発酵方式は、発酵原料の固形分濃度によって、「湿式発酵」と「乾式発酵」に分
けられ、一般に、加水により原料の全固形分濃度を5%程度にして発酵槽に投入する方法を
「湿式メタン発酵」といい、無加水の原料もしくは少量の加水をして全固形分濃度を15%
～40%程度に調整した原料を発酵槽に投入する方法を「乾式メタン発酵」という。このメ
タン発酵方式に関し、本方法では、後処理コストを低減する観点から、発酵残渣の少ない
「乾式メタン発酵」を採用する。以下、全固形分濃度をTS(Total Solid)濃度という場合
がある。
【００１４】
　メタン菌は、古細菌の一種であり、主に水素と揮発性脂肪酸（Volatile Fatty Acid:VF
A）を発酵基質とし、VFAはメタン菌によってメタンと二酸化炭素に分解される。ここで、
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VFAは、炭水化物の分解により生成される中間生成物であり、酢酸、プロピオン酸、ギ酸
、酪酸といった炭素鎖が６つ以下の脂肪酸を指す。通常、メタン発酵槽内部のVFA濃度は1
00mg/L程度であるが、水溶液中において酸性を示すVFAの濃度が3000mg/L程度にまで達す
ると、メタン菌の失活（酸敗）により発酵阻害のリスクが高まる。ただし、メタン菌の酸
敗は、基質の投入を中断することで回避することが可能である。
【００１５】
　一方、メタン菌は、窒素を菌体形成の必須元素としており、メタン発酵の過程で投入原
料中の有機態窒素の分解によって生じるアンモニアを窒素源として増殖する。ここで、ア
ンモニアは、発酵汚泥（液相）中において、アンモニウムイオン（ＮＨ４

＋）または遊離
アンモニア（ＮＨ３）の状態で存在しており、このうち、遊離アンモニア（ＮＨ３）は、
その強い毒性により、メタン菌の増殖を阻害することが知られている。
【００１６】
　メタン菌によるガス化で槽外へ出るVFAと違い、アンモニアは槽内に長く留まり続ける
ため、一旦、槽内のアンモニア濃度が高まってしまうと、これを減少させることはできず
、その結果、槽内のメタン菌がアンモニア阻害を受けて失活してしまうと、槽内発酵物を
入れ替えてプロセスを再立ち上げしなければならない事態に陥る。
【００１７】
　つまり、安定的なメタン発酵を実現するためには、発酵槽内におけるVFAとアンモニア
のバランスを最適化することが肝要となる。
【００１８】
　ここで、本方法がメタン発酵の基質として用いるところの生ごみは、タンパク質に代表
される有機態窒素を多く含んでおり、メタン発酵において窒素源として機能する。例えば
、外食産業より排出される食品廃棄物の含水率を75%（環境省の設定値）とすると、そのT
S濃度は25%と見積もられる。したがって、外食産業より排出される食品廃棄物のように、
窒素濃度とTS濃度が高い高負荷原料を加水無しで単発酵しようとすると、その高い投入窒
素濃度の影響によりアンモニア阻害が生じやすい。
【００１９】
　本方法では、この点に鑑みて、窒素濃度の高い生ごみに対して、窒素濃度の低い任意の
有機性廃棄物を副資材として混合することにより、投入基材の窒素濃度を希釈して、安定
的なメタン発酵を実現する。
【００２０】
　本方法では、上述した有機性廃棄物として、主にオフィスから排出される紙ごみや、剪
定枝、刈草といった都市ごみを用いることができる。その中でも、ヘミセルロースやリグ
ニンといった難分解性有機物を含まない紙ごみを用いることが好ましい。本方法では、こ
れらの有機性廃棄物が炭素源として機能し、メタン発酵槽内におけるVFAとアンモニアの
バランスの最適化に寄与する。
【００２１】
　従来、メタン発酵におけるVFAとアンモニアのバランスについては、Ｃ/Ｎ比が指標とし
て用いられてきた。Ｃ/Ｎ比とは、基質に含まれる炭素（Ｃ）と窒素（Ｎ）の質量比を意
味し、安定的なメタン発酵を行うためには、投入原料のＣ/Ｎ比を20～40程度に調整する
ことが好ましいとされている。
【００２２】
　確かに、メタン発酵をバッチ処理で行う場合のように、発酵槽内の成分組成や環境が大
きく変化しない前提では、安定的なメタン発酵を行うための指標としてＣ/Ｎ比は意味を
持つ。しかしながら、日々排出される都市ごみが連続的に発酵槽に投入されることを前提
とするメタン発酵施設では、発酵槽内の成分組成や環境が時々刻々と変動するため、槽内
のVFAとアンモニアの比率を推認させる間接事実に過ぎないＣ/Ｎ比を考慮するだけでは十
分ではない。
【００２３】
　この点につき、本方法では、メタン発酵槽内の遊離アンモニア（ＮＨ３）がアンモニア
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阻害の直接的な原因であることに着目し、遊離アンモニア濃度を安定的なメタン発酵を実
現するための指標として用いる。具体的には、生ごみと有機性廃棄物をメタン発酵槽に連
続的に投入する過程において、発酵槽内の遊離アンモニア濃度をモニタ（監視）し、遊離
アンモニア濃度が所定の範囲に維持されるように、生ごみおよび有機性廃棄物の少なくと
も一方の投入量を調整する。
【００２４】
　ここで、既往の研究（Perry L. McCarty and Ross E. McKinney(1961):Salt Toxicity 
in Anaerobnic Digestion, Journal(Water Pollution Control Federation) Vol.33 No.4
,p.399-415）によれば、遊離アンモニア濃度が150mg-N/Lを超えるとメタン菌の増殖に対
して阻害が引き起こされることが報告されている。これを受け、本方法では、150mg-N/L
を上限とする適切な許容濃度範囲に遊離アンモニア濃度が維持されるように、生ごみおよ
び有機性廃棄物の少なくとも一方の投入量を調整することが好ましい。
【００２５】
　ここで、メタン発酵槽内の遊離アンモニア濃度は、下記式で求められる。
【００２６】
【数１】

【００２７】
　上記式において、[NH3]は発酵槽内の遊離アンモニア濃度を示し、[T-NH3]は発酵槽内の
アンモニア濃度を示し、H+は発酵槽内の水素イオン濃度を示す。なお、[T-NH3]は発酵槽
内のアンモニウムイオン（ＮＨ４

+）の濃度である。また、Kaは温度の関数であり、発酵
温度条件を52℃とした場合、Ka=34.4×10-10である。
【００２８】
　さらに、本発明者は、メタン生成率（Methane Production Rate:MPR）を最大化する観
点から、生ごみと有機性廃棄物を混合してなる投入原料につきTS濃度の最適パラメータを
探るべく実験を重ねた結果、投入原料のTS濃度を15%程度に維持したときにメタン生成率
が最大化することを発見した。これは、生ごみと紙ごみを、生ごみ:紙ごみ=1:1.3～1.5と
いう湿重量比で混合した場合に相当する。
【００２９】
　この点につき、本方法では、生ごみと紙ごみの混合原料を使用する場合、発酵槽に投入
される生ごみと紙ごみのそれぞれの湿重量をモニタして、紙ごみの湿重量が生ごみの湿重
量の1～1.5倍の範囲、好ましくは、1.3～1.5倍の範囲に維持されるように、生ごみおよび
紙ごみの少なくとも一方の投入量を調整することが好ましい。
【００３０】
　以上、本実施形態のメタンガスの製造方法について説明してきたが、続いて、本実施形
態のメタンガス製造システムについて説明する。
【００３１】
　図１は、本実施形態のメタンガス製造システム１００のシステム構成を示す模式図であ
る。図１に示すように、本実施形態のメタンガス製造システム１００は、コンピュータを
含んで構成される制御装置１０と、メタン発酵槽２０と、生ごみを貯留するための生ごみ
貯留槽３０と、生ごみの投入量を制御するための投入量制御弁３２と、生ごみを粉砕する
ための粉砕機３４と、有機性廃棄物を貯留するための有機性廃棄物貯留槽４０と、有機性
廃棄物の投入量を制御するための投入量制御弁４２と、有機性廃棄物を粉砕するための粉
砕機４４と、粉砕された生ごみと粉砕された有機性廃棄物を混合・攪拌するための混合機
５０と、メタン発酵槽２０内のアンモニア濃度を測定するためのアンモニア濃度測定器６
０と、メタン発酵槽２０内の水素イオン濃度を測定するための水素イオン濃度測定器７０
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とを含んで構成される。
【００３２】
　本実施形態においては、回収された都市ごみのうち、外食産業より排出される食品廃棄
物に代表される生ごみは、生ごみ貯留槽３０に貯留され、紙ごみに代表される有機性廃棄
物は、有機性廃棄物貯留槽４０に貯留される。生ごみ貯留槽３０に貯留された生ごみは、
投入量制御弁３２を介して接続される粉砕機３４において粉砕された後に、混合機５０に
導入される。一方、有機性廃棄物貯留槽４０に貯留された有機性廃棄物は、投入量制御弁
４２を介して接続される粉砕機４４において粉砕された後に、混合機５０に導入される。
【００３３】
　ここで、本実施形態では、制御装置１０が、投入量制御弁３２と投入量制御弁４２を定
期的に同じタイミングで間欠的に開閉制御するように構成されており、投入量制御弁３２
の開放に伴って生ごみが粉砕機３４に導入され、投入量制御弁４２の開放に伴って有機性
廃棄物が粉砕機４４に導入されるようになっている。なお、１回当たりの各弁の開放量Ｄ
は、１回の開放で粉砕機３４に導入される生ごみと１回の開放で粉砕機３４に導入される
有機性廃棄物を混合したと仮定した仮想的な原料のTS濃度が15%程度になるような値が予
め計算によって求められ、制御装置１０に保持されている。
【００３４】
　一方、混合機５０では、導入された生ごみの粉砕体と有機性廃棄物の粉砕体が攪拌・混
合された後に、メタン発酵槽２０に投入される。メタン発酵槽２０内では、投入された混
合物を基質とするメタン発酵によってメタンガスが発生し、発生したメタンガスがガスタ
ンク８０に回収される。
【００３５】
　一方、アンモニア濃度測定器６０は、メタン発酵槽２０内の発酵汚泥のアンモニウムイ
オン（ＮＨ４

＋）の濃度を定期的に検知して制御装置１０に送信する。同様に、水素イオ
ン濃度測定器７０は、メタン発酵槽２０内の発酵汚泥の水素イオン（Ｈ＋）の濃度を定期
的に検知して制御装置１０に送信する。ここで、アンモニア濃度測定器６０と水素イオン
濃度測定器７０は、投入量制御弁３２，４２の開放制御のタイミングに同期して濃度を検
知するように構成されている。
【００３６】
　制御装置１０は、アンモニア濃度測定器６０から取得したアンモニウムイオン濃度と水
素イオン濃度測定器７０から取得した水素イオン濃度に基づいて、メタン発酵槽２０内の
発酵汚泥に含有されている遊離アンモニア濃度を算出し、その算出結果を所定の許容濃度
範囲を規定する２つの濃度閾値（上限閾値Ｔ１，下限閾値Ｔ２）と比較する。ここで、本
実施形態においては、150mg-N/Lを上限閾値Ｔ１とし、上限閾値Ｔ１から適切なマージン
を減じた値を下限閾値Ｔ２とすることが好ましい。
【００３７】
　算出した遊離アンモニア濃度と２つの濃度閾値（上限閾値Ｔ１，下限閾値Ｔ２）を比較
した結果、遊離アンモニア濃度が上限閾値Ｔ１を超えている場合には、制御装置１０は、
投入量制御弁３２を開放量Ｄで開放し、投入量制御弁４２を開放量Ｄ＋αで開放する。一
方、遊離アンモニア濃度が下限閾値Ｔ２を下回っている場合には、制御装置１０は、投入
量制御弁３２を開放量Ｄ＋αで開放し、投入量制御弁４２を開放量Ｄで開放する。
【００３８】
　なお、別法では、投入量制御弁３２を常に開放量Ｄで開放するようにした上で、遊離ア
ンモニア濃度が上限閾値Ｔ１を超えている場合には、投入量制御弁４２を開放量Ｄ＋αで
開放し、遊離アンモニア濃度が下限閾値Ｔ２を下回っている場合には、投入量制御弁４２
を開放量Ｄ－αで開放するようにしても良い。要するに、制御装置１０は、メタン発酵槽
２０内の遊離アンモニア濃度が所定の許容濃度範囲に維持されるように、投入量制御弁３
２および投入量制御弁４２の少なくとも一方の開放量をフィードバック制御することによ
って、生ごみおよび有機性廃棄物の少なくとも一方の投入量を調整する。
【００３９】
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　以上、説明したように、本実施形態のメタンガスの製造方法によれば、外食産業から排
出される食品廃棄物に代表される生ごみと、オフィスから排出される紙ごみに代表される
有機性廃棄物の混合物を使用した高濃度メタン発酵を0.3L/gVS以上の高いメタン生産率で
行うことが可能となる。また、乾式メタン発酵方式を採用する本実施形態のメタンガス製
造システムは、その小型化が容易であるため、処理プラントを都市ごみの発生元にほど近
い都市部に設立することができる。これにより、都市ごみのバイオガス化が促進され、循
環型社会の実現が推進される。
【００４０】
　以上、本発明をメタンガスの製造方法およびメタンガス製造システムの本実施形態に基
づいて説明してきたが、本発明の上述した構成は、都市ごみの処理方法として観念するこ
とでき、また、都市ごみの処理システムとして観念することができる。
【００４１】
　以上、本発明について実施形態をもって説明してきたが、本発明は上述した実施形態に
限定されるものではなく、当業者が推考しうる実施態様の範囲内において、本発明の作用
・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
【実施例】
【００４２】
　以下、本発明のメタンガスの製造方法について、実施例を用いてより具体的に説明を行
なうが、本発明は、後述する実施例に限定されるものではない。
【００４３】
　本実施例では、遊離アンモニア濃度とメタン生成率の関係を調べるべく、以下の手順で
連続メタン発酵試験を行った。
【００４４】
＜種汚泥と投入基質＞
　本実験では、種汚泥として、別海町酪農研修牧場所有高温発酵バイオガスプラントから
採取した消化液を生ごみと紙ごみで馴養したものを用意した。また、都市ごみを想定した
発酵基質として、８種類の品目を下記表１に示す組成で混合・粉砕してなる疑似生ごみ（
以下、生ごみという）と、未使用のコピー用紙（理想科学工業、理想環境用紙ＮＷ）をシ
ュレッダーで4mm×40mmの大きさに裁断してなる疑似紙ごみ（以下、紙ごみという）を用
意した。
【００４５】
【表１】

【００４６】
＜実験操作＞
（立ち上げ時）
　発酵槽として用意した容量２Ｌのセパラブルフラスコ内に種汚泥１ｋｇを投入した後、
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静置して、馴養時に投入した基質が消費されるのを待った。
【００４７】
　２日後、窒素置換を行いながらセパラブルフラスコの上部を外して初回のサンプリング
とpH測定を行った後、用意した生ごみと紙ごみを混合してなる発酵基質（以下、基質とい
う）をフラスコ内に投入した。その後、窒素でフラスコ内を置換してからゴム栓をし、メ
タン菌と基質を混合するために攪拌を行った。その後、セパラブルフラスコにガスバック
を取り付けて、５２℃の恒温槽内に静置した。
【００４８】
（基質投入時）
　その後、定期的に新しい基質をセパラブルフラスコに投入した。基質の投入にあたって
は、窒素置換を行いながらセパラブルフラスコの上部を外し、よく攪拌した後に投入する
基質と同量の汚泥をサンプリングすることにより一定量を保つようにした。また、基質投
入時には、サンプリングした汚泥と、ガスバックに収集されたガスに関して、下記（１）
～（７）の測定を行った。
【００４９】
（１）汚泥のｐＨ
　サンプリングした汚泥のｐＨをガラス電極式ｐＨメータ（HM-20P,東亜DKK製）で測定し
た。
（２）ガス発生量
　ガスバックに収集されたガスの量を湿式ガスメータ（WSDa-1A型，シナガワ製）で測定
した。
（３）ガス組成
　ガスバックに収集されたガスのメタン濃度および二酸化炭素濃度をガスクロマトグラフ
ィー（GC-4000，GL-Science製）で測定した。
（４）揮発性脂肪酸濃度（VFA濃度：mg/L）
　サンプリングした汚泥（約2.5ｇ）を蒸留水で希釈し、濃リン酸1mLを加えて水蒸気蒸留
後、フェノールフタレインを指示薬として水酸化ナトリウム溶液で滴定してVFA濃度を測
定した。
（５）アンモニア濃度(mg-N/L)
　サンプリングした汚泥（約2.5ｇ）を蒸留水で希釈し、酸化マグネシウム0.5ｇを加えて
水蒸気蒸留を行い、発生した蒸気を4％ホウ酸溶液25ｍＬにより捕集し、0.1Ｎ硫酸で滴定
してアンモニア濃度を測定した。
（６）固形分濃度（TS濃度：%w.b.）
　サンプリングした汚泥の固形分濃度を、105℃、24時間炉乾法により測定した。
（７）有機物濃度（VS濃度:%w.b.）
　サンプリングした汚泥を絶乾した試料をマッフル炉にて600℃で3時間加熱し、減量分を
有機物量として測定した。
【００５０】
＜実験条件＞
　本実験では、連続メタン発酵の試験期間を８７日間とした上で、試験期間をＩ期（初日
～２０日）、ＩＩ期（２１日～４６日）、ＩＩＩ期（４７日～８７日）に分け、それぞれ
の期間で実験条件を変更した。各期間の実験条件を下記表２にまとめて示す。
【００５１】
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【表２】

【００５２】
　Ｉ期では、投入する基質の生ごみと紙ごみの湿重量比を2:1とした上で、発酵初期のプ
ロセスの安定化を図るために、投入する基質に乾燥牛ふん（北海道大学研修農場より採取
した牛ふんを乾燥させたもの）を加え、TS濃度を33％に調整した。
【００５３】
　続くＩＩ期では、投入する基質の生ごみと紙ごみの湿重量比を1:1.5とし、さらに加水
を行うことにより、投入原料窒素濃度を825mg-N/L、TS濃度を15％に調整した。なお、Ｉ
期～ＩＩ期では、ガスの発生状況に合わせて、有機物負荷量を1.2～4 gVS/kg-sludge/day
の範囲で適時最適化し、１日１回手動で攪拌を行った。
【００５４】
　ＩＩＩ期では、投入する基質の生ごみと紙ごみの湿重量比を1:1.3とし、投入原料窒素
濃度を994mg-N/L、TS濃度を15％に調整した。なお、ＩＩＩ期では、より実用に近づける
ために、有機物負荷量を2 gVS/kg-sludge/dayに固定し、スリーワンモーター攪拌機（BLh
300:新東科学株式会社製）を用いて、150rpmで正転30秒、反転30秒の合計1分の攪拌を１
日１回行った。
【００５５】
＜実験結果＞
　サンプリング時に測定したアンモニア濃度（mg-N/L）とｐＨから、各サンプリング時に
おける遊離アンモニア濃度（mg-N/L）を算出した。また、各期間で測定したガス発生量と
ガス組成から、各期間におけるメタン発生量を算出した。各期間で測定した揮発性脂肪酸
濃度と各期間におけるメタン発生量から、各期間における投入有機物負荷量あたりのメタ
ン発生量を示すメタン生産率（L/gVS）を算出した。
【００５６】
　図２は、試験期間（８７日間）におけるメタンガス量の積算値と有機物負荷量の積算値
の推移を示すグラフである。また、各期間のメタン生産率（L/gVS）を下記表３にまとめ
て示す。
【００５７】
【表３】

【００５８】
　図２および上記表３に示す結果から、ＩＩＩ期において、効率の良いメタン発酵が実現
されていることがわかった。ＩＩＩ期におけるメタン生産率は、0.37 L/gVSであり、既往
の研究報告（V.H.Varel,1980）の最高値である0.3 L/gVSを上回る結果となった。
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【００５９】
　図３は、試験期間（８７日間）における揮発性脂肪酸濃度（VFA濃度）と遊離アンモニ
ア濃度(FA濃度)の推移を示すグラフである。図３に示すように、0.37 L/gVS という高い
メタン生産率を示したＩＩＩ期においては、遊離アンモニア濃度が150mg-N/L以下に制御
されていることが明らかになった。
【符号の説明】
【００６０】
１０…制御装置、２０…メタン発酵槽、３０…生ごみ貯留槽、３２…投入量制御弁、３４
…粉砕機、４０…有機性廃棄物貯留槽、４２…投入量制御弁、４４…粉砕機、５０…混合
機、６０…アンモニア濃度測定器、７０…水素イオン濃度測定器、８０…ガスタンク、１
００…メタンガス製造システム

【図１】 【図２】
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